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ICF与激光等离子体 

 
超高压氦增压系统研制

尹剑   陈绍华   张伟光   李海容   夏立东   

(中国工程物理研究院 核物理与化学研究所， 四川 绵阳 621900)

摘要:主要介绍了超高压氦增压系统的工作原理、设计原则和加工方法，讨论了各功能部件

的选择与高压密封设计，同时指出了在使用超高压氦增压系统时应当注意的问题。在系统建

成后，通过手动、自动控制分步增压和保压实现了最高300 MPa的超高压氦气输出，相应的高

压漏率达到(3.5～5.0)×10-7 Pa·m3/s。对系统主要性能参数进行了考核，并将其与3种同

类增压装置的相应参数进行了比较，结果表明该系统设计合理、性能优越并且安全可靠。该

系统将主要应用于惯性约束微球靶充氘氚系统的各项性能测试。 
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